
Meeting and exceeding the standard
for laser diffraction particle size analysis.

LS 13 320 Particle Size Analyzer



   
  LS 13 320

l LS 13 320 Series 는 레이저회절방식을 이용해 입도분포를 측정하는 장비로, 가장 사용하기 편리하며 보편
화 된 장비입니다.입자에 의한 빛의 산란 현상에 프라운호퍼와 미 이론을 적용하였으며  높은 해상도와 재현
성, 정확도를 나타냅니다.  또한 LS 13 320 Series 는 미지 샘플의 입도분포를 측정하기 위해 분석 
Parameter 를 추정하여 적용하지 않아도 측정이 가능합니다. 

l LS 13 320 Series 는 사용자가 적용하고자 하는 Application 에 따라, 두 가지 광학적 모델을 적용할 수 있습
니다. 

   Single Wavelength system : 0.4um ~ 2,000um 의 영역을 측정 
   Multi Wavelength system  : Beckman Coulter 사의 특허 기술인 Polarization Intensity Differential 
Scattering(PIDS)  기술을 사용하여 0.017um ~ 2,000um 의 영역을 측정

l  LS 13 320 Series 는 샘플의 형태에 따라 여러가지 모듈을 적용 할 수 있습니다. 또한, 사용자의 편의와 시간 
단축을  위해 전 모듈은 자동 장착 및 인식이 가능한 Plug-and-play 형식으로 제작 되었습니다. 

l 전 모듈에 호환 가능한 Standard Operating Methods (SOM's) 과, Standard Operating Procedures (SOP's) 
를 통해 사용자가 원하는 규격에 맞추어 측정 가능하며,  원하는 측정 절차를 쉽게 만들 수 있습니다. 모든 샘
플에 일정하게 이 절차가 적용됩니다. 

l Auto Prep Station을 추가로 이용하여 최대 30개 까지의 샘플을 투입부터 데이터 출력까지 자동으로 처리할 
수 있습니다. 

l 연구개발, 품질관리, 제조 등 모든 분야에서 빠르고 편리하게 사용할 수 있으며, 건식 분말, 수용성 분산샘플, 
비 수용성 분산 샘플 어떤것이든 입도분석이 가능합니다. 
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Power, flexibility and simplictiy

Ste p 1
Load your
SOM or SOP

Ste p 2
Click StartPower, flexibility and simplictiy
SOM or SOPare the driving force behind the

LS 13 320 software.

Ste p 3
Get results
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다양한 방법으로 입도분포를 확인 

LS 13 320 소프트웨어는 측정 데이터를 유연하
게 다양한 결과로 나타낼 수 있습니다. 
제약, 제조, 품질관리, 연구개발 어떤 곳이든 관
계 없이 다양한 수요를 만족하여 결과로 나타냅
니다

효율적인 데이터 관리 및 운영

LS 13 320 소프트웨어를 이용하여 사용자에게 
맞춘 결과를 레포트 형식으로 출력할 수 있습니
다. SOP's 나 Preference 파일을 이용하여 사용
자의 요구를 반영한 레포트를 작성합니다
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SOM & SOP Standardize your process with
Standard Operating Procedures and Methods

S te p 1
Set up your SOM and Your solution to
sample description consistent results

and reports.

S te p 2
Identify your sample

S te p 3
Set up your anlaysis
parameters

S te p 4
Choose your optical
model

S te p 5
Save your SOM
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빠르고 간단한 측정방법 설정 

Standard Operating Method  와 Procedure 를 설
정하여 측정자나 장소에 관계없이 통일되고 일관
성 있는 측정방법을 설정합니다.

Standard Operating Procedure (SOP)

 측정 방법 세팅부터 마지막 레포트로의 출력까
지 모든 요소를 사용자가 원하는 정의에 따라 설
정 합니다.

SOM 과 Preference 파일을 선택하고, 이들을 
SOP 로 지정합니다. 그 다음 Start SOP 를 클릭
해 측정을 시작 합니다.
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Software designed
with the user in mind.

Cum. <
ASTM Volume %

999 0
400 79.5164
325 83.6407
270 87.4781
230 91.1161
200 94.0814
170 96.2735
140 97.5502
120 98.4782
100 99.2856

80 99.8087
70 99.9786
60 99.9993
50 100
45 100
40 100
35 100
30 100
25 100
20 100

5

Size Trend

 Size Trend 기능은 여러 번의 측정 결과를 하나
의 그래프나 레포트에 좌표로 나타냅니다. 
이 기능을 이용하여 구체적인 데이터의 흐름을 
파악합니다.

Sieve Analysis

 Sieve Analysis 기능은 
소프트웨어 내의 Sieve 
Analysis 을 통해 이전에 측
정했던 Sieve data 와 비교 
분석 할 수 있는 일종의 변
환 프로그램 입니다.

Interpolation

LS 13 320 소프트웨어를 통해 데이터를 사용자
가 원하는 사이즈 구간 별로 표현하고 
레포트로 출력 할 수 있습니다. 



IS O 13 320   Meeting and exceeding
the standard
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Accuracy

레이저회절장비로 측정한 데이터는 국제 규격
에 따라 최소한 3번 측정 시 각 평균값이 3% 미
만의 Deviation 을 가지는지 고려해야 합니다. 
또한 D10, D90 데이터는 각 평균값이 5% 미만
의 Deviation 을 가져야 합니다.

LS 13 320 의 측정방식은 
국제표준규격인 ISO 13320, Particle size 
analysis -  Laser diffraction methods 를 준수하
며, ISO13320 에 의해 신뢰 할 만한 데이터를 
산출합니다.

Repeatability

입도분석의 반복성은 다음과 같은 기준을 준수
해야 신뢰성 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 최
소 5번 이상의 측정 결과 중 D50 값의 CV% 값
이 3%미만, D10 과 D90 의 CV% 값이 5% 미만
이 되어야 합니다.

admin
타이프라이터 텍스트



admin
타이프라이터 텍스트





How does the LS 13 320 comply?
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Resolution & Sensitivity

입도분포 에서의 Resolution 과
(다른 사이즈의 입자를 구분 할 수 
있는 정도 혹은 많은 양의 작은 입
자를 정확한 Size 로 측정 해 내는 
능력)

Sensitivity 는 아래와 같은 요소에 
의해 달라집니다. 

- Detector 의 개수 및 기하적 배열
- 신호대비 잡음 (S/N ratio) 비율
- 고른 산란패턴의 형성
- 사이즈 분류에 따른 각기 다른 
산란 패턴
- 실제 시료의 입도분포
- 정확한 Optical Model 의 적용

 Accuracy

X자 배열의 detector 는 입자 사이
즈에 따라 다르게 표현되는 회절 
패턴들을더 정확하게 인식하며, 
이것은 더 정확한 
데이터를 표현하도록 해 줍니다. 

PIDS 기술의 적용으로, 추가로 36
개의 회절패턴 감지가 가능해졌으
며, 이는 타사 경쟁 대비 가장 우수
한 성능으로,
Beckman Coulter 만이
가진 독자적인 기술입니다.

Resolution & Sensitivity

133개의 detector 는 사이즈에 따
른 산란 패턴들을 정확하게 분류 
해 냅니다. 

다른 장비와의 Fitting 이 필요 없
으며,이는 사용자가 환경에 따른 
분포곡선의 변화를 이해하지 않아
도 된다는 의미입니다.

Repeatability

자동 Align system 이란, 광원의  
산란 각도에 대한 검, 교정 기능입
니다. 

셀 안의 미립자에서 발생하는 산
란광을 각 측정 시 마다 검, 교정 
하여 재현성 있는 결과를 나타내
도록 합니다.



Security 21 CFR Part 11 and
instrument qualification process

One click away
from compliance.
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Security

 LS 13 320 소프트웨어는 여러 가지 변경 가능한 보안 시
스템이 적용되어 있습니다. 사용자는 No Security 부터 21 
CFR Part 11 까지 5단계의 보안 옵션 중 하나를 선택 할 
수 있으며, 21 CFR Part 11 는 미 FDA 에서 규제하는 전자
서명 및 기록 법률을 준수합니다. 
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Regulatory Compliance

The Electronic Records and 
Electronic
Signatures Rule (21 CFR Part 
11) 는 미 FDA 에서 규정한 전
자기록 및 전자 서명에 관한 법
률로, LS 13 320 소프트웨어는 
이 규정을 준수하기 위해 적용
할 수 있는 보안등급을 옵션으
로 선택할 수 있으며, 그 결과도 
또한 21 CFR Part 11 를 준수
합니다. 

21 CFR Part 11 옵션을 선택하
면 자동으로 규제를 준수하도록 
프로그램이 조정 되며, 다른 보
안단계도 설정 가능 합니다.

V-Check Program

V-Check Program 은 제품의 생산부터 관리 까지의 절차
를 폭넓게 관리할 수 있는 프로그램으로, SQ, DQ, IQ, 
OQ 를 포함합니다. 

V-Check Program 은 장비 검, 교정을 위한 문서를 포함
하고있으며, 이는 장비의 지속적인 성능 유지 검정에 대
한 내용 으로 이루어져 있습니다. 
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Operating Principles

Beckman Coulter Firsts:
l First company offering wide range without changing lenses

l First company with auto-alignment

l First company to utilize four wavelengths

l First and only company incorporlaate scattering technology - PIDS

 빛의 산란 현상은 입도분포 측정을 위해 가장 광범위하게 사용됩니다.  
이를 바탕으로 한 레이저회절 입도분석은 빠르고 유연한 기술로, 초보자가 다뤘을 때에도 신뢰 할 
만한 데이터를 얻을 수 있습니다. 

 레이저회절입도분석: 광원은 각 미립자에 모두 비춰져야하며, 보통 적절한 크기의 Cell 내의 미립
자에 조사됩니다. Cell 내의 입자에 대한 레이저의 산란광은 Silicon Photo-detector 에 감지됩니다. 
이 산란광의 세기는 각각 다른 각도에서 측정되며, 이를 수학적인 알고리즘으로 분석합니다. 
입도분포의 결과는 기본적으로 Volume% 그래프로 표현됩니다.
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PIDS
Polarization Intensity Differential Scattering

PIDS; 미분입자의 측정에서 왜 타사 장비들이 채택하고 있는 Low-
angle 산란 기술을 사용하지 않고 PIDS 기술을 사용할까요?
미분영역에서의 입자들은 산란광의 세기 및 패턴이 매우 유사하게 
나타납니다. 
이러한 물리적 특성에 의해 서로의 패턴 및 세기를 구분하기 힘들어
지며,  이는 부정확한 측정 결과를 야기시킵니다.

 큰 입자의 산란광은 낮은 각도에서 매우 센 강도를 가지며, 
회절패턴의 최고값과 최저값을 쉽게 구분할 수 있습니다. 
따라서 낮은 각도에 있는 Low-angle detector 는 회절 패턴을 
구분 할 수 있는 충분한 분해능을 가짐을 의미합니다. 

그러나 산란광의 세기가 약하고 그 각도가 매우 높은 미분입자에서는
회절 패턴을 잘 구분할 수 없게되며, 분해능도 떨어지게 됩니다. 
이런 한계를 극복하기 위해 Back-scattered light 신호를 감지할 수 있
는
PIDS 기술이 완성되었으며, 최초로 미분입자측정에 관한 문제를 해
결하였습니다. 

PIDS 기술은 편광필터를 통해 광원을 수평방향의 전기장 방향과, 수직방향의 자기장 방향으로 
나눠 측정합니다. 
또한 450nm, 600nm, 900nm 의 세 가지 파장에서 각각 편광된 광원을 얻기 때문에 총 6가지의 
추가적인 회절 패턴을얻을 수 있습니다. 중요한 사실은 수직방향와 수평방향으로 편광된 광에 
의한 각 신호들이 다르다는 것과, 이는 단순히 편광되어 신호가 달라지는 것이 아니라, 입자에 
의해 각기 다른 신호를 표현하고 있어 더 많은 정보를 얻을 수 있다는 점입니다. 

PIDS 신호로부터 얻은 각 산란광의 세기 및 회절패턴은 표준화 된 알고리즘을 통해 통합되며, 
연속적인 입도 분포로 
나타내집니다.  

PIDS 기술을 이용한
더욱 민감하고 정밀한 측정 
- 

실제 편광 광원에 의한 측
정과, 그대로 표현되는 입
도분포 데이터



LS 13 320 Specifications
Technology Low angle forward light scattering

with optional PIDS (Polarization
Intensity Differential Scattering)
technology. Full implementation
of both Fraunhofer and Mie theories
of light scattering

Particle Size Range 0.017 µm - 2000 µm

Power Consumption ≤ 6 amps @ 90 – 125 VAC
≤ 3 amps @ 220 – 240 VAC

Dimensions 10 in depth (25.4 cm)
39.6 in width (100.7 cm)
17 in height (44.5 cm)

Weight 71.5 lbs (32.5 kg)

Typical Analysis Time 15 - 90 sec

Illuminating Sources Diffraction: Solid State (780 nm)
PIDS: Tungsten lamp with high
quality band-pass filters (450,
600 and 900 nm)

Humidity 0 - 90% without condensation

Temperature Range 10 - 40°C

Sample Modules Micro Liquid Module (MLM)
Tornado Dry Powder System (DPS)
Aqueous Liquid Module (ALM)
Universal Liquid Module (ULM)
Auto Prep Station (APS)

Operating System Windows 98, NT, 2000, XP, Vista

Visit our online store at: www.beckmancoulter.com/
eS tore

Beckman Coulter, the stylized logo and COULTER COUNTER are registered trademarks
of Beckman Coulter, Inc. LS is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

USA, Brea, CA (1) 800 742 2345, (1) 714 993 5321 Email pc-sales@coulter.com
For all other countries and specific phone numbers for your local distributor, please visit:
www.Coulte rCounte r.com/ contact
B2009-10614-LC-5K www.beckmancoulter.com © 2009 Beckman Coulter, Inc. PAR-PRINTED IN U.S.A.

Aquous Liquid Module (ALM)

- 물에 분산된 샘플을 위한 모듈
- 빠른 측정 시간을 위한 자동세척, 
  자동 급수 및 자동 희석 System
- 샘플 분산을 위한 초음파 Probe 내장
- 자동화 장치인 Auto Prep Station 과
  연결 가능

Micro Liquid Module (MLM)

- 매우 적은양의 샘플을 위한 모듈
- 최소 12mL 의 샘플 양이 필요하며, 
  유해물질, 약품 등의 샘플에 적합
- 유기용매 및 물 모두 용매로 이용가능

Tornado Dry Powder System (DPS)

- ISO 13320 의 기준에 의해 설계된 모듈
- 샘플 전처리가 필요 없는 건식 분말 측정     
모듈
- 자동화된 System
- 진공 강도를 설정하여 샘플의 분산 정도를 
조절

Universal Liquid Module (ULM)

- 자동희석, 자동급수 및 자동 세척 System
- 유기용매 및 물을 용매로 이용 가능
- 유해 폐기물을 바로 처리할 수 있도록 갖춰진
  Drain System 
- Pump Speed 를 설정하여 샘플의 비중에 따
라 분산 정도를 조절 
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